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 特長 

ウェーハ等の大型試料をGEDを用いることで大気圧化でレーザーアブレーションして

ICP-MSで分析することができるシステムです。MSAGと組み合わせることで、標準添

加法での定量分析を可能にしました。 

◆ フェムト秒レーザーおよびガルバノミラーを用いることで高密度のレーザーを高周波数で試料に照射

可能 

 

◆ 固体試料を密閉系チャンバーを用いることなくレーザー照射により生成された微粒子をエジェクターで

空気と一緒に吸引し、GEDでArガスとガス置換してからICP-MSに直接導入して分析 

 

◆ デュアルMSAGを用いることで、ドライプラズマ条件下での標準添加法による定量分析が可能 

 

◆ 極微量のスポットおよびウェーハベベル部の汚染を高感度で分析が可能 

 

◆ レーザーアブレーションの焦点深度を深くすることで、感度変化なく深さ方向の分析が可能 

 

◆ 12“から6”ウェーハ対応のロードポート、アライナーおよびウェーハ搬送ロボットを組み込んだ全自動

システム（Expert_LA, オプション） 

 

 

 

LA-GED-MSAG-ICP-MSの概略図 



 分析例 

● 5 μLの0.1 ppb混合標準溶液をSiウェーハ上で滴下・乾燥した試料の直接分析 

● 標準添加法によるSiCウェーハ定量分析結果 

LA照射周波数：10 kHz, ガルバノミラー走査速度： 50 mm/sec, ガルバノミラー走査幅： 5 mm（Y軸方向）,  

ステージ動作速度： 0.0476 mm/sec（X軸方向）, ステージ移動距離： 40 mm （X軸方向） 

ICP-MSデータ採取モード：時間分析,  データ取り込み時間： 50 msec/mass, データ取り込み周期： 1.62 sec 

LA周波数：10 kHz, ガルバノミラー走査速度： 50 mm/sec, ガルバノミラー走査幅： 1 mm （Y軸方向）,  

ステージ動作速度： 0.025 mm/sec（X軸方向）,   

ICP-MSデータ採取方法：スペクトラムモード,  データ積分時間： 1 sec/mass 



 Siウェーハ上 0.5 ppb 20 nm Au 標準粒子の添加回収  

● 3 uL の 0.5 ppb 20 nm Au 標準粒子（ＩPAで希釈）をSiウェーハ上に滴下・乾燥した部分を分析 

X 軸フルスケール : 5 sec X 軸フルスケール : 0.002 sec 

LA 照射周波数：10 kHz, ガルバノミラー走査速度：50 mm/sec, ガルバノミラー走査幅：15 mm (X Y 軸),  

ICP-MS データ採取モード： シングルナノパーティクル,  データ取り込み時間：0.1 msec/mass, 分析時間 ：600 sec 

MSAGの信号強度から計算されたAu 粒子径は20.1 nmで 

粒子個数の回収率は84% 

MSAGによるAu感度： 2.94 ag/count 

Au粒子1個の強度： 28counts 

3 μL中のAu粒子数： 19,083 個 

Au粒子検出数： 16,009 個 

 GaNウェーハの分析 

LA 照射周波数：10 kHz, ガルバノミラー走査速度：50 mm/sec, ガルバノミラー走査幅：5 mm (Y 軸方向),  

ウェーハステージ動作速度：0.025 mm/sec (X 軸方向),  

ICP-MS データ採取モード： シングルナノパーティクル,  データ取り込み時間：0.1 msec/mass, 分析時間：60 sec  



ベベル部の写真 

レーザー照射幅 : 250 μm 

Auナノ粒子強制汚染ウェーハ分析結果 

（ベベル部2ヵ所にAu粒子汚染） 

Siウェーハベベルの分析結果（1回目のアブレーション）: 複数の金属汚染が同じスポットで検出されました。 

2ヵ所を強制汚染したベベル部の分析結果（ベベル部のクリーニングを7回後に実施）： 2ヵ所の汚染が検出されました。 

 ウェーハベベル部の直接分析  
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このカタログに記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。 

掲載データは測定結果(一例)です。装置条件などにより値は変化します。 

 

 構成・仕様 
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 LAGM ソフトウェア 

設置環境 

室温  ： 15～30℃       

湿度  ： 35～85%RH 結露のないこと 

 

電源、サイズ、重量等はモデルにより異なります。 

個別にご相談ください。 

基本構成 

- フェムト秒レーザー（257 nm） 

- 最大レーザー照射周波数（60 kHz) 

- ガルバノミラー照射速度（100 mm/sec） 

- X-Y-Z-θステージ 

- エジェクター 
- GED_Q 

- MSAG_DS 

- マスフローコントローラー 

- ICP-MSとの自動分析ソフトウェア 

- FFU（ISO クラス3相当） 
 

オプション 

- ウェーハ全自動分析 

 

 

LAGMソフトウェアは、以下の測定モードを自動的に行い、ICP-MSのソフトウェアと連動して全自動分析が 

可能です。 

 - 検量線モード： 試料をレーザー照射しながらMSAGから標準溶液を添加して検量線を作成します。 

 - フルスキャンモード： ウェーハ全面にレーザーを照射しながら定量分析します。測定時間を設定すること

で、ウェーハ全面に均一にレーザーを照射する条件をソフトウェアが自動的に計算します。 

 - スポットモード： あらかじめ設定したスポットを自動的にレーザー照射して分析します。外部から座標軸を

読み込んで分析することも可能です。 

 - ストレートモード： 2点間を直線でレーザーを連続照射して分析します。 

 - ブロックモード： 2点間をある一定のブロック（例 1 mm角）毎にインターバルを設けて照射します。面分析

の分解能を高くするときに用います。 

 - 深さプロファイルモード： あらかじめ設定したスポットを繰り返しレーザー照射して分析します。1層レー

ザー照射事にインターバルを設けて深さ方向の分解能を高くすることもできます。 

 - ベベルモード： ウェーハベベルの指定された場所を分析します。 

 

ウェーハ搬送等を組み込んだ全自動モデル（Expert_LA）の場合、ロードポートにFOUP等のカセットをセット

し、ウェーハ毎にレシピを設定するだけで、全自動で分析処理されます。分析が終わったウェーハは、別の

ロードポートに回収されます。 

 

LAGMソフトウェアは、2台のシリンジを組み込んだMSAG_DSモデルを制御し、1%硝酸ブランク溶液と1%硝

酸マトリックス標準溶液の合計が3 μL/minになるように常時吐出し、その比率を変化させることで検量線を作

成します。ブランク溶液等の残量がある一定以下になると、全自動で再充填を実施します。 


